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Der Erfolg der Optischen Technologien wird entscheidend von der Qualitédt und Funktionalitéit der
optischen Komponenten, speziell deren Oberflichen, gepréigt. Hier haben sich Prozessplasmen als
unverzichtbar bei der Herstellung funktionaler Oberflichen erwiesen. Selbst in einfachster Form, der
direkten Plasmabehandlung der Oberflache, kénnen iiber viele andere Techniken hinaus nicht nur
neue Eigenschaftsprofile durch Strukturierungsverfahren, sondern auch Angleichungen in der Passe
der Oberflache im Sub-Nanometer-Mafstab realisiert werden. Uniibertroffen ist die Nutzungsvielfalt
des Plasmas bei der Herstellung von Schichten, die von einer Unterstiitzung des Schichtwachstums
in plasmagestiitzten Bedampfungsprozessen, iiber eine direkte Wechselwirkung in Plasma-CVD-
Prozessen bis hin zu Sputterprozessen reicht, bei denen die Freisetzung des Beschichtungsmaterials
durch Plasmabeaufschlagung eines Targets ausgefiihrt wird. Die Plasmatechnik steht deshalb mit ih-
rer Fiille von Gestaltungsmoglichkeiten an vorderster Front der Forschung an optischen Oberfléchen.
Das Symposium ,, Anwendungen der Plasmatechnik in den Optischen Technologien® (SYOT) soll
vor diesem Hintergrund Einblicke in die aktuelle Forschung und entsprechende Umsetzungen der
Plasmatechnik in den Optischen Technologien illustrieren.

Ubersicht der Hauptvortrige und Fachsitzungen
(Horsaal HS Physik)

Hauptvortrage

SYOT 1.1 Di 13:30-14:15 HS Physik  Plasmagestiitzte = Techniken fiir = Beschichtungen in der
Prézisionsoptik — eHANS K. PULKER

SYOT 1.2 Di 14:15-15:00 HS Physik  Entspiegelung transparenter Polymere durch Plasmaitzen —
oULRIKE SCHULZ

SYOT 1.3 Di 15:00-15:30 HS Physik  Study of reaction kinetics, process control and trace gas detecti-
on in molecular gases and plasmas based on QCLAS — eJURGEN
ROPCKE

SYOT 2.1 Di 15:50-16:35 HS Physik Plasmatechniken fiir kleinskalige optische und mikrosystemtechni-
sche Bauteile — e ANDREAS OHL

SYOT 2.2 Di 16:35-17:20 HS Physik  Aktive Resonanzspektroskopie als robuste Plasmadiagnostik —
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eRALF PETER BRINKMANN, MARTIN LAPKE, THOMAS MUSSENBROCK
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